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В ранее опубликованных работах [1–4] показано, что ленточный низкоэнерге-
тический (Е≤10 кэВ) подвижный электронный поток фиксированной мощности, 
действуя в вакууме на оптическое стекло, обеспечивает не только уменьшение 
внешнего микрорельефа его поверхности, но и устранение дефектного и трещи-
новатого слоев в материале проплавлением поверхности на глубину до 10 мкм. 
При этом существенно изменяется микроструктура, химический состав поверхно-
стного слоя (ПС) и улучшаются оптические характеристики оптических изделий. 
Электронная обработка оптических материалов может быть выгодно использова-
на современной оптической промышленностью в совокупности с технологиями 
микроэлектроники для создания или совершенствования элементной базы опто-
электроники и интегральной оптики [2, 3]. Вместе с тем поверхностная электрон-
ная обработка относится к высокотемпературным (температура в зоне физическо-
го контакта электронного потока с поверхностью оптического материала дости-
гает 1500 К) и быстродействующим (время влияния на материал не превышает 
нескольких секунд) процессам обработки, в результате которой новая поверх-
ность образуется путем перехода ПС из жидкого состояния в твердое в результа-
те общего охлаждения материала. 

Для изучения характера формирования структуры по глубине материала и по-
вышения воспроизводимости технологического эксперимента возникает острая 
необходимость в использовании современных методов исследования. Совместно 
со специалистами ИТМО НАН Беларуси (г. Минск) показаны преимущества ис-
пользования данного метода при изучении микрорельефа поверхности оптиче-
ских материалов, обработанных низкоэнергетическим электронным потоком.  

Нами исследована с применением АСМ поверхность оптических стекол ма-
рок К8, БК10, ТК21 после их электронной обработки и последующего травления 
в растворах, содержащих плавиковую кислоту. Показано (рис. 1,а), что для стекла 
К8 микрорельеф исследуемой поверхности носит периодический характер с мало 
отличающимися по высоте фигурами травления, что не удалось получить други-
ми методами. Для сравнения на рис. 1,б представлена поверхность того же образ-
ца, изображение которой получено на приборе МИИ-4.  
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Рис. 1. Характерный рельеф поверхности стекла К8, полученный электронной обработкой и по-
следующим травлением в растворе содержащем HF: а – прибор МИИ-4; б – прибор «NT-206V» 

Выводы 
Результаты исследования поверхностей оптических стекол, обработанных 

электронным потоком, полученные с применением метода АСМ позволяют более 
точно оценить глубину термического воздействия подвижного электронного по-
тока при формировании новой поверхности в материале.  
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